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A |ézerindukalt letorési spektroszkopia (LIBS) egy feltérekvd anyagvizsgdlati mddszer, amelyben egy
rovid, nagyenergiaju lézerimpulzust a vizsgdlandd mintdra fékuszalva a minta anyagdnak egy része
elparolog és plazmava alakul. A plazma optikai emisszids szinképéb6l megadllapithatd a minta elemi
Osszetétele. Ennek az eljarasnak szamtalan el6ny0s tulajdonsdga van: szinte azonnali eredményt ad,
barmely elemet képes kimutatni, nem igényel mintael6készitést stb., ezért kivaldan alkalmas ipari és
in situ terepi alkalmazasokra is. Tovabbi elény, hogy egylttesen alkalmazhaté mas |ézeres
technikakkal, mint Raman spektroszkdpia és |ézeres tisztitds, anyagmegmunkalds. A LIBS alkalmas
kvalitativ és kvantitativ vizsgdlatokra is.

Munkam célja volt |ézeres ablacio és LIBS alkalmazhatdsagdnak vizsgélata szilikatliveg mintakon
anyagvizsgalat és lézeres tisztitas megvaldsitasa szamara. A szilikatliveg mint mintacsalad valasztasat
annak nagy gazdasagi jelentdsége indokolta, valamint az, hogy vizsgalata a LIBS irodalomban
kevésbé feldolgozott terliletnek szamit.

Kutatasi céljaim a lézer okozta roncsolddas felmérése volt LIBS vizsgalat és hozza kapcsolddo lézeres

sz

tisztitds megvaldsitdsa volt egy zart rubidiumgdz-cella optikai ablakan.

A LIBS egyik ismert hatranya, hogy a minta a vizsgalat sordn elkerilhetetlenil karosodik, aminek
mértéke megfelel6 bedllitasokkal csokkenthetd. Els6 célom ezért a kdrosodds mértékének és
optimalasi lehetGségének vizsgalata volt. Kereskedelmi ablakiiveg mintdkkal dolgoztam, a plazmat a
minta elé, a minta felliletére és a minta tombjébe fokuszalva keltettem, tovabba vizsgaltam a lézer
hulldmhosszanak hatdsat. Legjobb eredményt — legcsekélyebb sériilést — a minta elé fékuszalt
532nm-es lézernyaldbbal értem el. Ekkor a mintdn az ablacids krateren felll nem keletkezett sériilés
akar 100 I6vés utan sem.

Koévetkezd célom litium kimutatasa volt szilikatliveg mintdkban. Ez egy aktudlis ipari probléma: a
litium az Giveggyartdsban elterjedten hasznalt adalékanyag, a tényleges koncentracié visszamérése
azonban korilményes. Itt a litium 670,8nm-es szinképvonalat felhasznald egyvaltozds regresszids
analizis mellett dontottem. Sajat készitésl mintasorozatot felhasznalva kalibraltam a mérést,
meghataroztam a litium kimutatdsi hatarat és a kvantitativ analizis pontossagat.

Harmadik célom plazma keltéséhez hasznalt rubidiumg6zt tartalmazo kvarciiveg cella belsé falan, a
haszndlat soran kialakult, ismeretlen eredet(i réteg vizsgdlata és eltavolitasa volt. A cellat korabban
rubidiumplazma diagndzisat célzd kisérletekben hasznaltak, ahonnét az egyik optikai ablak fekete
elszinez6dése miatt kellett kiszerelni. A tisztitasnal a f6 nehézséget az jelentette, hogy a cellat a
m(ivelethez nem lehetett felnyitni.

Felismertem, hogy egy hosszu fokuszu lencsével az ép optikai ablak fel6l (vagyis a cella tuloldalardl) a
|ézer energidjat fokozatosan novelve a fekete réteg leporlaszthatd. Felhasznalva az Giveg mintdk
karosoddsdval szerzett korabbi tapasztalataimat a fokuszt a tisztitandé feliilet elé allitottam be.
Ennek hatdsdra a mar széttartd nyalab végezte a tisztitast, csokkentendd az ablak anyagat éré
héterhelést. Ezaltal az ablak épségét is megdbrizve a cella felnyitdsa nélkil a réteget leporlasztottam.

Optikai mikroszképos vizsgalatokkal igazoltam a réteg eltlinését, amit Raman spektroszkdpiai analizis
is megerdsitett. A szennyezd réteg Raman spektrumanak részletes elemzése igazolta, hogy a
szennyez6 réteg anyaga rubidiumszilikat.



